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(54) Vorrichtung zum Bundeln der Strahlung einer Lichtquelle 



(57) Eine Vorrichtung zum Bundeln der Strahlung 
einer Lichtquelle (2), insbesondere einer Laser-Plasma- 
quelle, weist einen Kollektorspiegel (1), der das Licht 
der Lichtquelle (2) in einem zweiten Fokus virtuell oder 
reell sammelt, insbesondere fur die Halbleiter-Lithogra- 
phie mit EUV-Strahlung, und eine Weiterleitung und 
nachfolgende Strahlformung in einem Beleuchtungssy- 
stem (6) auf . Der Kollektorspiegel (1 ) ist derart in z-Rich- 
tung (optische Achse) verschiebbar und derart ausge- 
legt und/oder gelagert, daG bei Temperaturanderungen 
die Lage des zweiten Fokus unverandert bleibt. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Biindeln derStrahlung eber Lichtque!le : insbesondere einer Laser- 
Plasmaquelle, mit einem Kollektorspiegel nach der im Oberbegriff von Anspruch 1 nahe* definierten Art. 

5 [0002] In der Halbleiter-Lithographie wird haufig eine Lichtqueile verwendet, z.B. eir* Laser-Plasmaquelle, deren 
Llcht uber einen Kollektorspiegel in einem zweiten Fokus, virtuell oder reell, gesammeit und dann zur Strahlformung 
in ein Beleuchtungssystem geleitet wird. Durch die Laser-Plasmaquelle erwarmt sich der Kollektorspiegel, wodurch 
es zu entsprechenden Formanderungen kommt, welche negative Auswirkungen auf das nachfolgende Beleuchtungs- 
system haben, wie z.B. Beleuchtungsfehler, z.B. Telezentriefehler, Uniforrnity-Fehler was zu Lichtverlusten fuhrt. 

10 [0003] Zur Vermeidung dieser Nachteile ist es bekannt, den Kollektorspiegel zu kuhlen, urn die entstehende Warme 
abzuf uhren. Unabhangig von dem hierfur erf orderlichen groBen Aufwand bestehen trotzdem auf grund unvermeidlicher 
Toleranzen weiterhin Probleme bezuglich der Abbildungsgenauigkeit, welche unter anderem auf ein Lageanderung 
des zweiten Fokuses zuruckzufuhren sind. Hinzu kommt, daB bei hohen thermischen Lasten, welche bei Pulsbetrieb 
stark zeitlich variieren konnen, der Kollektorspiegel nicht volistandig auf einem konstanten Temperaturniveau gehalten 

15 werden kann und somit ein "dynamisches" Kuhlsystem erforderlich machen wiirde. 

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zu schaffen, bei der die Nachteile 
des Standes der Technik vermieden werden , insbesondere bei der die optischen Eigenschaften eines Kollektorspiegels 
auch unter thermischer Last in unveranderter Form erhalten bleiben, so daB keine negativen Auswirkungen auf das 
nachfolgende Beleuchtungssystem auftreten. 

20 [0005] ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe durch die im kennzeichnenden Teil von Anspruch 1 genannten Merk- 
male gelost. Dadurch, daB man gezielt den Kollektorspiegel in z-Richtung, d.h. in Richtung der optischen Achse, ver- 
schiebt und der Kollektorspiegel selbst derart ausgelegt ist, daB bei Temperaturanderung die Lage des zweiten Fokus 
unverandert bleibt, werden die optischen Eigenschaften des Kollektorspiegels auch unter thermischer Last in unver- 
anderter Form beibehalten. 

25 [0006] Erf indungsgemaB wird in einer ersten konstruktiven Losung vorgeschlagen, den Kollektorspiegel so zu lagern 
oder auszugestalten, daB sich seine Form entsprechend einer isofokalen Kurvenschar, z.B. einer Ellipsenschar, einer 
Hyperbelschar oder einer Parabelschar verformt. Mit "isofokalen" Kurvenschar ist gemeint, daB sich der Abstand von 
der Quelle, d.h. vom ersten Fokus bis zum zweiten Fokus nichts andert. Im weiteren wird zur Vereinfachung nur von 
Ellipsenschar gesprochen. Eine isofokale Ellipsenschar bildet eine Quelle in ein ortsfestes Bild der Quelle ab. Verformt 

30 sich nun der Kollektorspiegel unter Erwarmung entsprechend der isofokalen Ellipsenschar, so bleiben dessen optische 
Eigenschaften konstant. Dies bedeutet, es ist dann nicht mehr erforderlich, den Kollektorspiegel mit groBem Aufwand 
zu kuhlen bzw. auf einer konstanten Temperatur zu halten, sondern man laBt Erwarmungen zu, sorgt jedoch dafiir, 
daB sich die daraus resultierende Formanderung des Kollektorspiegels so verhalt, daB ausgesuchte optischen Eigen- 
schaften unverandert bleiben. 

35 [0007] Fur einen derartigen isofokalen Kollektorspiegel konnen die konische Konstante K und der Halbparameter p 
- r in guter Naherung durch lineare Funktionen von der Schnittweite zwischen der Quelle und dem Scheitelpunkt des 
Kollektorspiegels dargestellt werden. 

[0008] Wenn andererseits vermieden werden soil, daB eine an sich normalerweise vernachlassigbare VergroBe- 
rungsanderung durch eine Anderung bzw. Verschiebung des Kollektorspiegels auftritt, dann muB als zweite Losung 

40 der Abstand von der Quelle zur Abbildungsebene der Lichtqueile verandert werden. Dies kann z.B. aktiv oder auch 
uber eine passive thermische Ausdehnung erfolgen. Fur einen derartigen vergroBerungserhattenden Kollektorspiegel 
muB die Exzentrizitat ybzw. konische Konstante K konstant bleiben und die Scheitelkrummung p = R sich linear andern. 
Diese Losung ist unter Umstanden bei einem System mit kritischer Beleuchtung von Vorteil, weil dann das Bild der 
Lichtqueile auf dem Reticle gleich groB bleibt. 

45 [0009] Im Unterschied zu der Losung mit der isofokalen Kurvenschar, wobei der Abstand zwischen dem ersten und 
dem zweiten Fokus gleich bleibt, bleibt bei dieser atternativen Losung der Strahlwinkel vom Kollektorspiegel zum zwei- 
ten Fokus gleich, der sich dadurch entsprechend verschiebt. Wenn der zweite Fokus an der gleichen Stelle bleiben 
soil, muB demzufolge entsprechend nicht nur der Kollektorspiegel in z-Richtung bewegt werden, sondem auch die 
Quelle bzw. der erste Fokus. 

so [0010] Da im allgemeinen Kollektorspiegel eine anisotrope thermische Last erleiden, kann man in einer erfindungs- 
gemaBen Ausgestaltung vorsehen, daB der Kollektorspiegel mit inhomogen verteilten Kuhleinrichtungen derart ver- 
sehen wird, daB im Kollektorspiegel eine wenigstens annahemd gleichmaBigeTemperaturverteiiung erreicht wird. Dies 
bedingt zwar einen hoheren Aufwand, aber im Vergleich zu bekannten Kuhleinrichtungen kann dieser Aufwand deutlich 
niedriger gehalten werden, denn es ist nicht erforderlich, eine gesamte Kuhlung des Kollektorspiegels durchzufuhren, 

55 sondern lediglich fur eine weitgehend gleichmaBige Temperaturverteilung zu sorgen. 

[0011] Konstruktive Ausgestaftungen zur gezielten Durchfuhrung der Formanderung des Kollektorspiegels in der 
gewunschten Weise sind prinzipmaBig in den Unteranspruchen und in den nachfolgend anhand der Zeichnung sche- 
matisch beschriebenen Ausfuhrungsbeispielen schematisch eriautert. 
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[0012] Es 7eigt: 



10 



15 



20 



Figur 1 Schematische Darstellung eines in einem EUV-Beleuchtungssystemfurdie Mikroiithographieangeordneten 
erfindungsgemaBen Kollektorspiegels; 

Figur 2 Prinzipdarstellung des Strahlungsverlaufes zwischen dem Kollektorspiegel und dem zweiten Fokus fur eine 
isofokale Ellipsenschar; 

Figur 3 Prinzipdarstellung des Strahlungsverlaufes zwischen dem Kollektorspiegel und dem zweiten Fokus fur eine 
Beibehaltung der VergroGerung; 

Figur 4 eine erste Lagerungsart fur den erfindungsgemaBen isofokalen Kollektorspiegel; 

Figur 5 eine Lagerung eines isofokalen Kollektorspiegels mit einer Biegefeder; 

Figur 6 eine Lagerung eines isofokalen Kollektorspiegels mit aktiven Komponenten; 

Figur 7 eine Lagerung eines isofokalen Kollektorspiegels mit einer zusStzlichen Abstandsveranderung bei Tempe- 
raturerhohung; 

Figur 8 eine Lagerung fur einen isofokalen Kollektorspiegel mit einer reduzierten Lageanderung bei Temperaturer- 
hohung; und 
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30 
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Figur 9 eine Lagerung eines isofokalen Kollektorspiegels in einer Fassung uber eine Parallelogrammfuhrung. 

[001 3] In der Figur 1 ist als ein Beispiel fur die Einsatzmoglichkeit eines Kollektorspiegels 1 , der sich isofokal verhalt, 
seine Anordnung in einem Beleuchtungssystem fur die EUV-Lithographie dargestellt. ... 
[0014] Das Licht einer Quelle 2, z.B. einer Laser-Plasmaquelle oder einem Pinch-Plasma oder Dense-Plasma-Fo- 
kus, wird uber den Kollektorspiegel 1 auf einen Facettenspiegel 3 geworfen. Die Quelle 2 liegt im ersten Fokus^des 
Kollektorspiegels 1. Der zweite Fokus (nicht dargestellt) liegt bei dem dargestellten Ausfuhrungsbeispiel h inter --dem 
Facettenspiegel 3. Von dem Facettenspiegel 3 wird das Licht uber einen Umlenkspiegel 4 einem Recticle (Maske) 5 
zugefiihrt. Die Struktur des Recticles 5 wird uber ein nicht naher dargestelltes Projektionsobjektiv 6 einem Wafer 7 ? 2ur 
Abbildung zugeleitet. 

[0015] Durch die Laser-Plasmaquelle 2 erfahrt der Kollektorspiegel 1 eine hohe thermische Last, durch welche er 
seine Form andert. Diese Formanderung wurde normalerweise zu unkontrollierten Beleuchtungsfehlern fuhren. 
[0016] Die Figur 2 zeigt nun in einer Prinzipdarstellung eine kontrollierte Formanderung und Verschiebung des Kol- 
lektorspiegels 1, damit die optischen Eigenschaften des Kollektorspiegels beibehalten bleiben. Dargestellt ist dabei 
eine Losung, wobei der Kollektorspiegel 1 in z-Richtung derart geziett verschoben wird und sich seine Form entspre- 
chend einer isofokalen Kurvenschar derart andert, daB der zweite Fokus bezuglich seiner Lage unverandert bleibt; 
[0017] In einer guten Naherung lassen sich die die Ellipsenschar beschreibende Parameters und p als lineare Funk- 
tion von der Temperaturanderung dT darstellen. Danach gilt: 



45 



p*s 0 



[0018] Dabei gilt: 

50 

p = Halbparameter 

2e = Brennpunktsab stand 

S 0 = Abstand von der Quelle zum Scheitel des Kollektorspiegels 
a 0 = e + S 0 und S (dT =0) = S 0 

55 

[0019] Fur die Schnittweite = Abstand Quelle zu Spiegelkollektor gilt: 
s = a - e 
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a = Langenausdehnungskoeffizient des eingeset7ten Materials 
e= Numerische Exzentrizitat der Ellipse. 

7 2 = Offnungswinkel der Strahlung zwischen dem zweiten Fokus und dem Kollektorspiegel. 

5 [0020] Wie aus der Figur 2 ersichtlich ist, bleibt der Brennpunktsabstand 2e erhalten und es andern sich lediglich 
der Winkel y 2 in y 2 ' und S 0 in S (dT). 

[0021] Figur 3 zeigt die Prinzipdarstellung einer Losung, wobei der Kollektorspiegel derart ausgelegt ist, daB unter 
thermischer Last die VergroBerung, d.h. der Abbildungsma3stab Oder die bildseitige Apertur, sich nicht andert. Hierzu 
muB der Abstand von der Quelle 2 zum Bild der Lichtquelle verandert werden. Fur diesen vergroBerungserhaltenden 
10 Kollektor muB die Exzentrizitat e bzw. die konische Konstante K konstant bleiben und die Scheitelkrummung p = R 
sich linear andern. Damit folgt fur den Halbparameter p: 

p= s • (e + 1) = s 0 • (1 + a • dT) • (e + 1) = p 0 • (1 + a - dT), 

15 

wobei 

Apertur der Quelle p 0 . 

Apertur des Strahlenbundels p 1 = sin-y 2 = 
20 VergroBerung des Kollektors P c = const. Pc 

[0022] Wie aus der Figur 3 ersichtlich ist, andert sich dabei auch der Brennpunktabstand 2e in 2e\ was bedeutet, 
daB die Quelle 2 nach 2' verschoben wird. Wie ersichtlich, bleibt dabei der Offnungswinkel y 2 erhalten. Anstelle einer 
Verschiebung der Quelle 2 konnte grundsatzlich auch mit dem gleichen Ergebnis derzweite Fokus verschoben werden, 
25 um den Winkel y z gleich zu halten. In der Praxis wird man jedoch den zweiten Fokus festhalten und Quelle 2 und 
Kollektorspiegel 1 entsprechend in z-Richtung verschieben. 

[0023] Selbstverstandlich konnen anstelle von EHipsenscharen auch Hyperbel- Oder Parabelscharen verwendet wer- 
den. 

[0024] Der Kollektorspiegel 1 wird gemaB den gestellten Forderungen so ausgelegt, daB er sich unter Erwarmung 
30 isofokal Oder altemativ vergroBerungserhaltend verhalt. Dies bedeutet, man laBt eine gezielte Formanderung derart 
zu, daB sich seine Form entsprechend andert. Um diese Verformung zu erreichen, sind die verschiedensten konstruk- 
tiven Ausgestaltungen moglich. Die nachfolgend anhand der Figuren 4 bis 9 nur schematisch beschriebenen Ausfuh- 
rungsbeispiele sind deshalb nur beispielhaft anzusehen. Sie beziehen sich auf einen isofokalen Kollektorspiegel 1 Bei 
entsprechend konstruktiver Ausgestaltungdes Kollektorspiegels 1 , seiner Auf hangung und gegebenenf alls seiner Kuh- 
35 lung andert sich zwar ebenfalls die Form des Kollektorspiegels 1, aber gezielt derart, daB bestimmte gewunschte 
optische Eigenschaften jedoch unverandert bleiben. 

[0025] GemaB Ausfuhrungsbeispiel nach der Fig. 4 ist der Kollektorspiegel 1 am Umfang uber senkrecht zur opti- 
schen Achse 8, d.h. zur z-Achse (optische Achse), verschiebbare Lager 9 mit einer Fassung 10 verbunden. Bei einer 
Erwarmung dehnt sich der Kollektorspiegel 1 aus und die Lager 9 konnen sich in Pfeilrichtung 11 - entsprechend der 

40 Temperatur - verschieben (siehe gestrichelte Darsteilung des Kollektorspiegels 1 ). Gleichzeitig wird der Kollektorspie- 
gel 1 in einer zentralen Fuhrung 12 gegen den Widerstand einer Federeinrichtung 13 nach hinten bzw. von der Quelle 
2 weg bewegt. Wie ersichtlich, ergibt sich auf diese Weise eine Abstandsanderung Aa-, zwischen der Quelle 2 und 
dem Vertex. Um eine Isofokalitat des Kollektorspiegels zu erhalten bzw. um diesen isotherm bezuglich seiner optischen 
Eigenschaften zu halten, ist lediglich dafur zu sorgen, daB die Abstandsanderung Aa., derart eingesteilt wird, daB sich 

45 die gewunschte isofokale Eflipsenschar mit den daraus resultierenden gleichen optischen Wirkungen ergibt. In Kennt- 
nis der verwendeten Materialien, der Ausdehnungskoeffizienten, der Brennpunktabstande und weiterer bekannter Pa- 
rameter j a f3t sich die erforderliche Abstandsanderung jedoch entweder rechnerisch oder empirisch ermrtteln. 
[0026] Unter thermischer Last sollte der Kollektorspiegel 1 eine Verschiebung entlang der z-Achse durchfuhren, d. 
h. die Schnittweite muB sich andern. Hierfiir ist es auch vorteilhaft, den Spiegel in der Ebene 1 5 der Quelle 2 zu fassen. 

so Bei einer thermischen Ausdehnung fuhrt er dann automatisch eine Bewegung entgegen der z-Achse 8 durch. Die 
Ellipsen unterscheiden sich dann nur im AbbildungsmaBstab der Quellabbildung bzw. im "Offnungsverhaltnis" der 
"bildseitigen" Apertur. Eine solche Anderung des AbbildungsmaBstabs ist jedoch gering und hat im allgemeinen nur 
vernachlassigbare Auswirkung auf die Performance des Beleuchtungssystems. 

[0027] Falls die passive Ausfuhrung nicht ausreichend ist, kann die z- Verschiebung durch geeignete Materialien in 
55 der Fassung bzw. zwischen der Fassung 10 und dem Kollektorspiegel 1 oder der Lagerung 9 genauer eingesteilt 
werden. Dies kann z.B. durch eine Aufhangung Ciber Biegeelemente 16 erfolgen (siehe Figur 5) oder auch durch ein 
oder mehrere aktive Komponenten 17 (siehe Figur 6). Die aktiven Komponenten 17 konnen zwischen dem Kollektor- 
spiegel 1 und der Fassung 10 angeordnet sein. Als aktive Komponenten lassen sich z.B. Werkstoffe mit bestimmten 
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Ausdehnungskoeffizienten verwenden, urn die erforderliche Langenverschiebung zu erreichen. Ebenso sind auch reine 
aktive Betatigungsglieder moglich, wie z.B. pneumatische, hydraulische, magnetostatische, piezoelektrische Glieder 
und dergleichen. Derartige aktive Glieder haben den Vorteil, daB man sie gezielt und bei Bedarf auch noch mit ent- 
sprechenden Anpassungen und Anderungen ansteuern kann. 

5 [0028] In der Figur 7 ist eine Lagerungsart fur einen isofokalen Kollektorspiegel 1 dargestellt, wobei seine "naturliche" 
Verschiebung Aa 1 zusatzlich noch verstarkt wird. Hierzu sind mehrere Streben 18 uber den Umfang verteilt an dem 
Kollektorspiegel 1 angeordnet. Sie befinden sich dabei in einem Umfangsbereich zwischen der z-Achse 8 und dem 
AuBenumfang. Die Streben 18 sind an einem Ende jeweils uber einen Gelenkpunkt 19 mit dem Kollektorspiegel 1 
verbunden, wahrend sich das andere Ende jeweils gelenkig an einer Lagerstelle 20 stutzt. Die Langsachsen der Stre- 

10 ben 18 erstrecken sich parallel zur z-Achse 8. Erfahrt der Kollektorspiegel 1 nun eine Temperaturerhohung, so dehnt 
er sich aus und gerat in die gestrichelte Lage. Gleichzeitig verschieben sich dadurch auch die Streben 18 und ihre 
Gelenkpunkte in die gestrichelten Lagen 1 8' und 1 9\ wodurch sich der Abstand der Quelle 2 von dem Vertex bzw. dem 
Scheitelpunkt des Kollektorspiegels 1 zusatzlich noch urn den Wert Aa x andert. Die Gesamtverschiebung des Kollek- 
torspiegeis 1 betragt somit Aa 2 = Aa., + Aa x . Uber die Langen L der Streben 1 8 kann Aa x wunschgemaB so eingestellt 

75 werden, daB die Isofokalitat erreicht wird. 

[0029] Durch die Verschwenkung der Streben 18 nach auBen tritt eine entsprechende Verkurzung bezuglich der 
Projektion auf die z-Achse und damit der zusStzliche Weg Aa x . 

[0030] In der Figur 8 ist eine Ausgestaltung prinzipmaBig dargestellt, wobei das umgekehrte Verhalten erreicht wird. 

In diesem Falle sind ebenfalls uber den Umfang verteilt Streben 18 vorgesehen, welche zwischen der z-Achse 8 und 
20 dem AuBenumfang des Kollektorspiegels 1 liegen und welche ebenfalls an einem Ende jeweils uber ein Gelenk 19 

mit dem Kollektorspiegel 1 verbunden und mit dem anderen Ende in einer Lagerstelle 20 gelagert sind. 

[0031] Die Langsachsen der Streben 18 sind in diesem Fall jedoch schrag zur z-Achse derart angeordnet, daB bei 

einer Verschiebung des Kollektorspiegels 1 nach hinten die Streben 1 8 dieser Verschiebung entgegenwirken und zwar 

wiederum urn ein Ma3 Aa x . In diesem Falle gilt fur die Verschiebung des Kollektorspiegels 1 : Aa 3 = Aa n - Aa x . Auch 
25 hier kann iiber die Langen L der Streben 1 8 Aa x eingestellt werden und somit eine entsprechende Gesamtverschiebung 

des Kollektorspiegels 1 derart erreicht werden, daB die Isofokalitat gegeben ist. 

[0032] Ob die Ausgestaltung nach der Figur 7 mit der Erhohung des Gesamtverschiebeweges oder nach der Figur 
8 mit der Reduzierung des Gesamtverschiebeweges zu wahlen ist, richtet sich jeweils nach den spezifischen Einsatz- 
verhaltnissen und Parametern. # 
30 [0033] In der Figur 9 ist prinzipmaBig eine Lagerungsart fur den Kollektorspiegel 1 dargestellt, wobei die Lagerung 
uber ein Parallelogramm 21 mit der Fassung 1 0 erfolgt. ? 
[0034] Im Bedarfsfalle konnen auch noch diverse Ubersetzungen vorgesehen werden, urn die gewunschte Isofoka- 
litat des Kollektorspiegels 1 zu erreichen. 

[0035] Gegebenenfalls kann zusatzlich noch eine Kuhleinrichtung vorgesehen sein, die in der Figur 4 lediglich prin- 
35 zipmaBig mit dem Bezugszeichen n 22" angedeutet ist. Da sich Kollektorspiegel 1 , insbesondere bei Verwendung von 
Laser-Plasmaquellen, ungleichmaBig uber den Umfang verteilt erwarmen, sind die Kuhlkanale 22 so anzuordnen, daB 
lokale Kuhlungen derart durchgefuhrt werden, daB sich insgesamt gesehen eine wenigstens weitgehend gleichmaBige 
Temperatur fur den Kollektorspiegel 1 ergibt. 

[0036] Durch die Verschiebung des Kollektorspiegels 1 bei Temperaturerhohung verandert sich auch - allerdings nur 
40 in einem geringen Umfang - der VergroBerungsfaktor. 



Patentanspruche 

45 1 . Vorrlchtung zum Bundeln der Strahlung einer Lichtquelle, insbesondere einer Laser-Plasmaquelle, mit einem Kol- 
lektorspiegel, der das Licht der Lichtquelle im zweiten Fokus virtuell Oder reell sammelt, insbesondere fur die 
Halbleiter-Lithographie mit EUV- Strahlung, und mit einer Weiterleitung und nachfolgenden Strahlformung in einem 
Beleuchtungssystem, dadurch gekennzeichnet, daB der Kollektorspiegel (1 ) derart in Z-Richtung (optische Ach- 
se) verschiebbar ist und derart ausgeiegt und/oder gelagert ist, daB bei Temperaturanderungen die Lage des 

50 zweiten Fokus unverandert bleibt. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB der Kollektorspiegel (1) derart in z-Richtung (opti- 
sche Achse) verschiebbar ist und derart ausgeiegt ist, daB seine Form bei Temperaturanderungen entsprechend 
einer isofokalen Kurvenschar derart anderbar ist, daB der Abstand zwischen der Lichtquelle (2) und dem zweiten 

55 Fokus konstant gehalten ist. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB der Kollektorspiegel (1) derart in z-Richtung (opti- 
sche Achse) verschiebbar ist und daB seine Form bei Temperaturanderungen derart veranderbar ist, und/oder die 
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Lichtquelle (2) derart verschiebbar ist, daB der Winkel (y) der Strahlung zwischen dem Kollektorspiegel (1) und 
dern zweiten Fokus gleich bleibt. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 , 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB der Kollektorspiegel (1) in der Ebene der 
Lichtquelle gefaBt ist. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Verschiebung durch eine passive Formanderung 
des Kollektorspiegels (1) und/oder dessen Fassung (10) durchfuhrbar ist. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB der Kollektorspiegel (1) uber ein Parallelogramm 
(21) in der Fassung (10) gelagert ist. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 4 ; dadurch gekennzeichnet, daB zur Verschiebung aktive Komponenten (17,1 8) vor- 
gesehen sind. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB die aktiven Komponenten (17,18) zwischen dem 
Kollektorspiegel (1) und der Fassung (10) angeordnet sind. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB der Kollektorspiegel (1) uber Biegebalken mit der 
Fassung (10) verbunden ist. 

1 0. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB der Kollektorspiegel (1 ) in Richtung 
auf die Lichtquelle (2) vorgespannt ist. 

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daB zur Vorspannung eine Federeinrichtung (13) vor- 
gesehen ist. 

12. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 11 , dadurch gekennzeichnet, daB der Kollektorspiegel (1) bei einer 
anisotropischen thermischen Last mit inhomogen verteilten Kuhleinrichtungen (22) derart versehen ist, daB im 
Kollektorspiegel (1) eine wenigstens annahernd gleichmaBigeTemperaturverteilung erreichbar ist. 
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(54) Vorrichtung zum Bundeln der Strahlung einer Lichtquelle 

(57) Eine Vorrichtung zum Bundeln der Strahlung 
einer Lichtquelle (2), insbesondere einer Laser-Plasma- 
quelle, weist einen Kollektorspiegel (1), der das Licht 
der Lichtquelle (2) in einem zweiten Fokus virtuell oder 
reell sammelt, insbesondere fur die Halbleiter-Litbogra- 
phie mit EUV-Strahlung, und eine Weiterleitung und 
nachfolgende Strahlformung in einem Beleuchtungssy- 
stem (6) auf . Der Kollektorspiegel (1 ) ist derart in z-Rich- 
tung (optische Achse) verschiebbar und derart ausge- 
legt und/oder gelagert, daB bei Temperaturanderungen 
die Lage des zweiten Fokus unverandert bleibt. 
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